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ここがポイント！【研究内容】

プラズマ支援アトミックレイヤープロセス
構築のためのプラズマ表面反応の解明

伊藤 智子 ITO Tomoko
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現在、デバイスの微細化の進展に伴い、デバイスの構造は、より
多様で複雑に、且つ、求められる加工寸法は原子スケールまでに
到達しつつあり、原子層一層一層を自由に且つ精密に制御するプ
ラズマ支援アトミックレイヤープロセス技術の開発が切望されて
います。
プラズマ支援アトミックレイヤープロセスの開発には、原子レベ
ルでの活性種 -固体表面相互作用の理解が必須であり、独自に in-
situ 表面反応解析システムを開発し、世界に先駆けてプラズマ支
援アトミックレイヤープロセス反応の解明を目指しています。

アトミックレイヤープロセス反応、プラズマ表面反応の解明、
プラズマプロセス技術

応用分野 半導体プラズマプロセス、プラズマバイオプロセス
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